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１．概要（Summary） 

本研究では光集積回路の新規光源として注目されるマ

イクロ光周波数コム（マイクロコム）[1]の開発を目指してい

る。マイクロコムは従来の光周波数コムが抱える課題（サイ

ズや価格）を解決しうる光周波数コムであり、マイクロコム

により、光周波数コムの長所である“超精密”と“光集積”

が融合し、新規応用が実用に近い形で開拓されることが

期待されている。マイクロコムの発生には低損失の光導波

路を構成する微小共振器が必要であり、本課題では

Ta2O5による微小共振器を目指し、Ta2O5のエッチングを

行った。 

  

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

磁気中性線放電ドライエッチング装置、超高分解能電解

放出形走査電子顕微鏡 

【実験方法】 

低損失微小共振器の実現には光導波路の側壁のスム

ースさが重要であり、本実験ではエッチングの際のパラメ

ータ（ガス混合比やバイアスパワー）の条件を変えることと、

レジスト状態がエッチング結果に与える影響を調査するた

め、エッチング前処理（ベーキング）の効果について調査

した。結果については SEMを用いた形状観察を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 に示すようにベーキングによってレジスト状態が変

化する様子が観察された。しかし、ベーキング効果が強す

ぎるため、レジストの側壁を滑らかにする効果に加え、パ

ターンの垂直性が失われることが分かった。今後、レジス

トの側壁を滑らかにしつつ、垂直性が失われないパラメー

タの探索が必要である。 

 

Fig. 1 SEM images of register without (left) and 

with (right) baking. 

 

Fig. 2 にエッチングパラメータを変化させた時のエッチン

グ結果を示す。ガス種、混合比を変化させると、エッチング

結果に大きな違いが見られた。今後、最適なパラメータを

探索し、導波路の側壁をさらにスムーズにする必要があ

る。 

 

Fig. 2 SEM images of Ta2O5 with register etched 

with (left) and without (right) Ar. 
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